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易测量非球面定义及应用
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摘要：本文提出了一种新型、易于用传统光学干涉仪测量的非球面。该非球面的检测主要基于Ｚｅｍａｘ光学程序软件设计

的多重配置特性。第一配置为易于测量非球面，第二配置为采用平行平面玻璃板或单透镜作为零位校正器，用于检测第

一配置的非球面。本文通过一些实例，说明了易测量非球面检测技术的应用和优势，证实了与圆锥或普通非球面相比，

易测量非球面更易于操作与检测，同时有利于减小光学像差。

关　键　词：易测量非球面；干涉仪；零位检验
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ｗｅｌｌｋｎｏｗｎｓｅｎｔｅｎｃｅ“Ｙｏｕｃａｎ＇ｔｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅｗｈａｔ
ｙｏｕｃａｎ′ｔｍｅａｓｕｒｅ”ｔｏ“Ｗｈｙｄｏｎ＇ｔｙｏｕｄｅｓｉｇｎｗｈａｔ
ｙｏｕｃａｎｅａｓｉｌｙｍｅａｓｕｒｅ”．

２　ＤｅｆｉｎｉｔｉｏｎｏｆＥＭＡＳ

　　Ａｓｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅｓａｒｅｄｅｓｃｒｉｂｅｄｂｙａｐｏｌｙｎｏｍｉａｌ
ｅｘｐａｎｓｉｏｎｏｆｔｈｅｄｅｐａｒｔｕｒｅｆｒｏｍａｓｐｈｅｒｉｃａｌｓｕｒｆａｃｅ．
Ｔｈｅｅｖｅｎａｓｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅｍｏｄｅｌｕｓｅｓｏｎｌｙｔｈｅｅｖｅｎ
ｐｏｗｅｒｓｏｆｔｈｅｒａｄｉａｌｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ．Ｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｓａｇｉｓ
ｇｉｖｅｎｂｙｅｑｕａｔｉｏｎ（１）［９］：

ＳＡＧｅｖｅｎｓｐｈｅｒｅ（Ｃ０，ｋ，ｒ）＝

Ｃ０·ｒ
２

１＋ １－（１＋ｋ）·Ｃ２０·ｒ槡
２
＋Ａ２ｉ·ｒ２ｉ，（１）

ＷｈｅｒｅＣ０ｉｓｔｈｅｃｕｒｖａｔｕｒｅａｔｔｈｅｖｅｒｔｅｘ；ｋｉｓｔｈｅ

７５２

第２期

　ＹＯＵＳＳＥＦＡｌＫｈａｔｉｂ，ｅｔａｌ．：Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎａｎｄａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｅａｓｉｌｙｍｅａｓｕｒａｂｌｅ……



ｃｏｎｉｃｃｏｎｓｔａｎｔ．Ｔｈｅｆｉｒｓｔｔｅｒｍ ｉｎｔｈｅｐｒｅｖｉｏｕｓ
ｅｑｕａｔｉｏｎｄｅｓｃｒｉｂｅｓｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｓａｇｆｏｒａｃｏｎｉｃａｌｓｕｒ
ｆａｃｅ．

Ａｓｄｅｓｃｒｉｂｅｄｉｎｔｈｅｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ，ｇｅｎｅｒａｌａｓ
ｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅｓｃｏｕｌｄｐｒｏｂａｂｌｙｂｅｔｅｓｔｅｄｕｓｉｎｇｎｕｌｌ
ｃｏｒｒｅｃｔｏｒｓｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇｏｆｓｅｖｅｒａｌｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔｓ．Ｆｏｒ
ｅｘａｍｐｌｅ，Ｆｉｇ．１ｓｈｏｗｓＳｈａｆｅｒｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒｃｏｎｓｉｓ
ｔｉｎｇｏｆ３ｌｅｎｓｅｓ［１０］，ｗｈｉｌｅＦｉｇ．２ｓｈｏｗｓａｎＯｆｆｎｅｒ
ｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇｔｗｏｌｅｎｓｅｓ［１０］．ＩｎＦｉｇ．２，
ｔｈｅｆｉｒｓｔｌｅｎｓｉｓｃａｌｌｅｄｔｈｅｆｉｅｌｄｌｅｎｓａｎｄｉｔｓｆｕｎｃｔｉｏｎ
ｉｓｔｏｉｍａｇｅｔｈｅａｓｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅｏｎｔｏｔｈｅｓｅｃｏｎｄｌｅｎｓ
ｗｈｉｃｈｉｓｃａｌｌｅｄｔｈｅｒｅｌａｙｌｅｎｓ．Ｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅｒｅｌａｙ
ｌｅｎｓｉｓｔｏｐｒｏｄｕｃｅｓｐｈｅｒｉｃａｌａｂｅｒｒａｔｉｏｎｅｑｕａｌｉｎｇｔｈｅ
ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅａｓｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅａｎｄｔｈｅｂｅｓｔ
ｆｉｔｓｐｈｅｒｉｃａｌｓｕｒｆａｃｅ［１１１３］．

Ｆｉｇ．１　ＳｃｈｅｍａｔｉｃｓｏｆＳｈａｆｅｒｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒ［１０］

Ｆｉｇ．２　ＳｃｈｅｍａｔｉｃｓｏｆＯｆｆｎｅｒｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒ［１０］

ＥＭＡＳａｒｅｄｅｆｉｎｅｄｉｎｔｈｉｓｐａｐｅｒａｓｔｈｅａｓｐｈｅｒｉｃ
ｓｕｒｆａｃｅｓｔｈａｔｃａｎｂｅｔｅｓｔｅｄｂｙａｎｏｐｔｉｃａｌｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅ
ｔｅｒｕｓｉｎｇｏｎｌｙｏｎｅｏｐｔｉｃａｌｅｌｅｍｅｎｔａｓａｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒ
ｉｎｏｎｅｏｆｔｗｏｃａｓｅｓ：ｔｈｅｆｉｒｓｔｃａｓｅｉｎｃｌｕｄｅｓｔｈｅｕｓｅｏｆ
ａｐａｒａｌｌｅｌｐｌａｎｅｓｇｌａｓｓｐｌａｔｅｗｉｔｈａｓｐｈｅｒｉｃａｌｗａｖｅ
ｆｒｏｎｔ（ｓｅｅＦｉｇ．３），ａｎｄｔｈｅｓｅｃｏｎｄｃａｓｅｕｓｅｓｏｎｅｌｅｎｓ
ｗｉｔｈａｐｌａｎｅｗａｖｅｆｒｏｎｔ（ｓｅｅＦｉｇ．４）．Ｔｈｅｔｗｏｓｉｍｐｌｅ
ｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒｓａｒｅｅａｓｙｔｏｍａｎｕｆａｃｔｕｒｅａｎｄｌｅｓｓｓｅｎ
ｓｉｔｉｖｅｔｏｔｈｅｉｒｒｅｌａｔｉｖｅｐｌａｃｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅａｓｐｈｅｒｉｃ
ｓｕｒｆａｃｅａｎｄｔｈｅｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｅｒ．

Ｆｉｇ．３　ＴｅｓｔｉｎｇＥＭＡＳｂｙａｐａｒａｌｌｅｌｐｌａｎｅｓｇｌａｓｓｐｌａｔｅａｓ

ｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒｗｉｔｈａｓｐｈｅｒｉｃａｌｗａｖｅｆｒｏｎｔ

Ｆｉｇ．４　ＴｅｓｔｉｎｇＥＭＡＳｂｙａｓｉｎｇｌｅｌｅｎｓａｓｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒ
ｗｉｔｈａｐｌａｎｗａｖｅｆｒｏｎｔ

３　ＤｅｓｉｇｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅｕｓｉｎｇＥＭＡＳ

　　ＴｈｅａｉｍｏｆｕｓｉｎｇＥＭＡＳｉｓｔｗｏｆｏｌｄｓｉｎｃｌｕｄｉｎｇ
ｍｉｎｉｍｉｚａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｏｐｔｉｃａｌａｂｅｒｒａｔｉｏｎｓａｎｄｕｓｉｎｇａｓ
ｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅｓｔｈａｔｃａｎｂｅｅａｓｉｌｙｍｅａｓｕｒｅｄ．Ｔｈｅｒｅ
ｆｏｒｅ，ｔｗｏｄｉｆｆｅｒｅｎｔｏｐｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍｓｈａｖｅｔｏｂｅｄｅ
ｓｉｇｎｅｄ．Ｔｈｅｆｉｒｓｔｓｙｓｔｅｍｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｈｅｒｅｑｕｉｒｅｄｏｐｔｉ
ｃａｌｓｙｓｔｅｍｗｉｔｈａｓｍｉｎｉｍａｌａｂｅｒｒａｔｉｏｎｓａｓｐｏｓｓｉｂｌｅｕ
ｓｉｎｇａｎａｓｐｈｅｒｉｃｓｕｒｆａｃｅ，ａｎｄｔｈｅｓｅｃｏｎｄｏｐｔｉｃａｌｓｙｓ
ｔｅｍｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓｏｎｅｏｆｔｈｅｎｕｌｌｔｅｓｔｓｅｔｕｐｓｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄ
ｉｎＦｉｇ．３ａｎｄＦｉｇ．４ｉｓｕｓｅｄｔｏｍｅａｓｕｒｅｔｈｅａｓｐｈｅｒｉｃ
ｓｕｒｆａｃｅａｐｐｅａｒｉｎｇｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔｏｐｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍ．

Ｔｏｓａｔｉｓｆｙｓｉｍｕｌｔａｎｅｏｕｓｌｙｔｈｅｓｅｔｗｏｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ，

ａ“ｍｕｌｔｉｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ”ｆｅａｔｕｒｅｉｎｏｐｔｉｃａｌｄｅｓｉｇｎ
ｓｏｆｔｗａｒｅ“Ｚｅｍａｘ”ｈａｓｔｏｂｅａｐｐｌｉｅｄ．Ｔｈｅｆｉｒｓｔｃｏｎ
ｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｃｏｎｓｉｓｔｓｏｆｔｈｅｒｅｑｕｉｒｅｄｏｐｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍｗｉｔｈ
ｓｕｉｔａｂｌｅｏｐｅｒａｎｄｓｔｏｓａｔｉｓｆｙｔｈｅｗａｎｔｅｄｏｐｔｉｃａｌｓｙｓｔｅｍ
ｃｏｎｓｔｒａｉｎｓ，ｅ．ｇ．ｆｉｅｌｄｏｆｖｉｅｗ，ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓ，ｔｏｔａｌ
ｔｒａｃｋ，ｉｍａｇｅｑｕａｌｉｔｙ，ｅｔａｌ．Ｏｎｅｏｆｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｓｉｎ
ｔｈｉｓｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｉｓｃｈｏｓｅｎｔｏｂｅａｓｐｈｅｒｉｃ，ｏｒｍｏｒｅ
ｓｐｅｃｉｆｉｃａｌｌｙｔｈｉｓｓｕｒｆａｃｅｗｏｕｌｄｂｅＥＭＡＳ．Ｔｈｅｓｅｃ
ｏｎｄｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｉｓｂｕｉｌｔｗｉｔｈｏｐｅｒａｎｄｓｗｈｉｃｈｃｏｕｌｄ
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ｂｅｓｕｉｔａｂｌｅｔｏｔｈｅｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｅｔｕｐｃｏｎｓｔｒａｉｎｓ，ｅ．
ｇ．ｆｉｅｌｄｏｆｖｉｅｗｉｓｚｅｒｏ，ｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｉｃｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ
（ＨｅＮｅ），ｄｏｕｂｌｅｐａｓｓｍｏｄｅ，ｅｔａｌ，ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏ
ｔｈｅｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｔｈｅｍｉｒｒｏｒｓｕｒｆａｃｅｗｈｉｃｈａｒｅ
“ｐｉｃｋｅｄｕｐ”ｆｒｏｍｔｈｅｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆＥＭＡＳｄｅｆｉｎｅｄ
ｉｎｔｈｅｆｉｒｓｔｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ．

Ｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｐａｒａｇｒａｐｈｓｐｒｅｓｅｎｔｔｈｒｅｅｄｉｆｆｅｒｅｎｔ
ｅｘａｍｐｌｅｓ，ｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｉｎｇｔｈｅｕｓｅｆｕｌｎｅｓｓａｎｄｅａｓｉｎｅｓｓ
ｏｆｔｈｅｐｒｏｐｏｓｅｄｔｅｃｈｎｉｑｕｅ．
３．１　ＤｅｓｉｇｎｉｎｇａｎｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓｍａｄｅｏｆＧｅｒ

ｍａｎｉｕｍ
Ｉｎｔｈｉｓｅｘａｍｐｌｅ，ａｎｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓｆｏｒａｔｈｅｒｍａｌ

ｃａｍｅｒａｈａｓｂｅｅｎｄｅｓｉｇｎｅｄｗｉｔｈｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｐａｒａｍｅ
ｔｅｒｓ：

Ｆｉｅｌｄｏｆｖｉｅｗ：±６．５ｄｅｇｒｅｅｓ
Ｍａｉｎｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓ：８，１０，１２μｍ
Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｆｏｃａｌｌｅｎｇｔｈ：５５ｍｍ
Ｔｏｔａｌｔｒａｃｋ：ｌｅｓｓｔｈａｎ８０ｍｍ

Ｆ／＃：１．２
ＴｗｏＧｅｒｍａｎｉｕｍｌｅｎｓｅｓｈａｖｅｂｅｅｎｕｓｅｄｉｎｔｈｅ

ｄｅｓｉｇｎ．Ｔｈｅｆｉｒｓｔｓｕｒｆａｃｅｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔｌｅｎｓｉｓｓｅｌｅｃｔｅｄ
ｔｏｂｅｅｖｅｎａｓｐｈｅｒｉｃ，ａｎｄｗｏｕｌｄｂｅｃｏｍｅＥＭＡＳ．

ＴｈｅｎｕｌｌｔｅｓｔｓｅｔｕｐｔｏｍｅａｓｕｒｅｔｈｉｓＥＭＡＳｉｓ
ｃｈｏｓｅｎａｓｉｎＦｉｇ．３（ｉ．ｅ．ｐａｒａｌｌｅｌｐｌａｎｅｓｇｌａｓｓｐｌａｔｅ
ｗｉｔｈｓｐｈｅｒｉｃａｌｗａｖｅｆｒｏｎｔ）ｂｕｔｉｎｔｈｉｓｃａｓｅｔｈｅｔｅｓｔｅｄ
ｓｕｒｆａｃｅｉｓｃｏｎｖｅｘ；ａｎｄｔｈｅｔｅｓｔｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｉｓ
０６３２８μｍ．

ＴｗｏｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓｈａｖｅｂｅｅｎｃｒｅａｔｅｄｉｎＺｅｍａｘ
ｓｏｆｔｗａｒｅ．Ｔｈｅｆｉｒｓｔｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｒｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｈｅｄｅ
ｓｉｇｎｏｆｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓ，ａｎｄｔｈｅｓｅｃｏｎｄｏｎｅｒｅｐｒｅ
ｓｅｎｔｓｔｈｅｎｕｌｌｔｅｓｔｓｅｔｕｐ．ＴｈｅｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆＥＭＡＳｉｎ
ｔｈｅｓｅｃｏｎｄｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｈａｖｅｂｅｅｎｐｉｃｋｅｄｕｐｆｒｏｍ
ｔｈｅｆｉｒｓｔｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ．Ｔｈｅｓｕｉｔａｂｌｅｓｔａｒｔｖａｌｕｅｓｏｆ
ｏｔｈｅｒｐａｒａｍｅｔｅｒｓ（ｃｕｒｖａｔｕｒｅｓ，ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ，ｅｔａｌ）ｈａｖｅ
ｂｅｅｎｓｅｌｅｃｔｅｄｃａｒｅｆｕｌｌｙｔｏｓａｔｉｓｆｙｔｈｅｄｅｓｉｇｎｒｅｑｕｉｒｅ
ｍｅｎｔｓ（ｓｅｅＴａｂ．１）．

Ｔａｂ．１　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｔｈｅｔｗｏｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓ：Ｃｏｎｆｉｇ１ｆｏｒｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓ；Ｃｏｎｆｉｇ２ｆｏｒｔｈｅｔｅｓｔｓｅｔｕｐ

Ａｃｔｉｖｅ１／２ Ｃｏｎｆｉｇ１ Ｃｏｎｆｉｇ２ Ａｃｔｉｖｅ１／２ Ｃｏｎｆｉｇ１ Ｃｏｎｆｉｇ２

１：ｗａｖｅ １ ８μｍ ０．６３２８μｍ １７：ＴＨＩＣ ５ １０．００ ８１．２７５４
２：ｗａｖｅ ２ １０μｍ ０．６３２８μｍ １８：ＳＤＩＡ １ ２５．００ ４０．００
３：ｗａｖｅ ３ １２μｍ ０．６３２８μｍ １９：ＳＤＩＡ ２ ２４．００ ４０．００
４：ＣＲＶＴ １ ０．０１５６ ０．０００ ２０：ＳＤＩＡ ３ １２．００ ２５．００
５：ＣＲＶＴ ２ ０．０１３８ ０．０００ ２１：ＳＤＩＡ ４ １０．００ ４０．００
６：ＣＲＶＴ ３ ０．０５６６ ０．０１５６ ２２：ＳＤＩＡ ５ １０．００ ４０．００
７：ＣＲＶＴ ４ ０．０５７５ ０．０００ ２３：ＡＰＥＲ ０ １．２００ ０．４００
８：ＣＲＶＴ ５ ０．０５７５ ０．０００ ２４：ＣＯＮＮ １ ０．２２８２ ０．０００
９：ＧＬＳＳ １ ＧＥＲＭＡＮＩＵＭ ＢＫ７ ２５：ＣＯＮＮ ３ ０．０００ ０．２２８２
１０：ＧＬＳＳ ３ ＧＥＲＭＡＮＩＵＭ ＭＩＲＲＯＲ ２６：ＹＦＩＥ １ ０．０００ ０．０００
１１：ＧＬＳＳ ４ ＢＫ７ ２７：ＹＦＩＥ ２ ４．０００ ０．０００
１２：ＴＨＩＣ ０ １．００×１０１０ －８１．２７５４ ２８：ＹＦＩＥ ３ ６．５００ ０．０００
１３：ＴＨＩＣ １ ３．５０ １０．９１４７ ２９：ＰＡＲ１ １ １．００３×１０－３ ０．０００
１４：ＴＨＩＣ ２ ５６．０９６５ １７．１２４１ ３０：ＰＡＲ２ １ ５．１４８×１０－８ ０．０００
１５：ＴＨＩＣ ３ ２．６００ －１７．１２４１ ３１：ＰＡＲ１ ３ ０．０００ １．００３×１０－３

１６：ＴＨＩＣ ４ ０．０００ －１０．９１４７ ３２：ＰＡＲ２ ３ ０．０００ ５．１４８×１０－８

　　Ｔｈｅｎ，ａｄｅｆａｕｌｔｍｅｒｉｔｆｕｎｃｔｉｏｎｈａｓｂｅｅｎｇｅｎｅｒａ
ｔｅｄ，ａｎｄｔｈｅｔｏｔａｌｔｒａｃｋａｎｄｅｆｆｅｃｔｉｖｅｆｏｃａｌｌｅｎｇｔｈ
ｈａｖｅｂｅｅｎｉｎｓｅｒｔｅｄｆｏｒｔｈｅｆｉｒｓｔｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ（ｔｈｅ
ｍａｎｕａｌｏｆｅａｃｈｏｐｔｉｃａｌｄｅｓｉｇｎｓｏｆｔｗａｒｅｇｉｖｅｓｆｕｌｌｄｅ

ｔａｉｌｓｏｆｍｕｌｔｉｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｏｐｅｒａｎｄｓ［１４］）．Ａｆｔｅｒ
ｗａｒｄｓ，ｔｈｒｏｕｇｈｒｅｐｅａｔｅｄｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ，ｗｅｏｂｔａｉｎｅｄ
ｔｈｅｆｉｎａｌｄｅｓｉｇｎｏｆｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓａｓｌｉｓｔｅｄｉｎ
Ｔａｂ．２．

９５２

第２期

　ＹＯＵＳＳＥＦＡｌＫｈａｔｉｂ，ｅｔａｌ．：Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎａｎｄａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｅａｓｉｌｙｍｅａｓｕｒａｂｌｅ……



Ｔａｂ．２　ＦｉｎａｌｌｅｎｓｏｂｊｅｃｔｉｖｅｄｅｓｉｇｎｉｎＺｅｍａｘｓｏｆｔｗａｒｅ

Ｓｕｒｆ：Ｔｙｐｅ Ｒａｄｉｕｓ／ｍｍ Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ／ｍｍ Ｇｌａｓｓ ＳｅｍｉＤｉａｍｅｔｅｒ／ｍｍ Ｃｏｎｉｃ Ｐａｒ１ Ｐａｒ２

ＯＢＪ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ０．０００
ＳＴＯＥｖｅｎＡｓｐｈｅｒｅ ６４．２９３５ ３．５００ ＧＥＲＭＮＩＵＭ ２５．０００ ０．２２８ １．００３×１０－３５．１４８×１０－８

２ Ｓｔａｎｄａｒｄ ７２．４１４９ ５６．０９６ ２４．０００ ０．０００
３ ＥｖｅｎＡｓｐｈｅｒｅ １７．６５７８ ２．６００ ＧＥＲＭＮＩＵＭ １２．０００ ０．０００ ０．０００ ０．０００
４ Ｓｔａｎｄａｒｄ １７．３８２０ ０．０００ １０．０００ ０．０００
５ Ｓｔａｎｄａｒｄ １７．３８２０ １０．０００ １０．０００ ０．０００
ＩＭＡ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｔｙ － ６．２５７ ０．０００

　　Ｆｉｇ．５ｓｈｏｗｓｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓａｎｄｔｈｅｍｏｄｕｌａ
ｔｉｎｇｔｒａｎｓｆｅｒｆｕｎｃｔｉｏｎＭＴＦ，ａｎｄｔｈｅＭＴＦｃｈａｒｔｄｅｍ

ｏｎｓｔｒａｔｅｓｔｈａｔｔｈｉｓｄｅｓｉｇｎｉｓｎｅａｒｌｙｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｌｉｍｉｔ．

Ｆｉｇ．５　（ａ）Ｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌａｙｏｕｔｏｆｆｉｎａｌｌｅｎｓ，（ｂ）ｒｅｓｕｌｔｅｄＭＴＦｃｕｒｖｅｓ

　　Ｆｏｒｔｈｅｃｏｍｐｌｅｔｅｎｅｓｓｏｆｔｈｅｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ，Ｆｉｇ．６
ｓｈｏｗｓｔｈｅｒｅｓｕｌｔｅｄＭＴＦｗｈｅｎａｃｏｎｉｃａｌｓｕｒｆａｃｅｈａｓ
ｂｅｅｎｕｓｅｄａｎｄｏｐｔｉｍｉｚｅｄ，ｉｎｓｔｅａｄｏｆｕｓｉｎｇＥＭＡＳ．Ｉｔ

Ｆｉｇ．６　ＭＴＦｃｈａｒｔｏｆａｎｏｐｔｉｍｉｚｅｄｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓｗｉｔｈ
ｃｏｎｉｃａｌｓｕｒｆａｃｅｉｎｓｔｅａｄｏｆＥＭＡＳ

ｉｓｃｌｅａｒｔｈａｔｔｈｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｏｆｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓ
ｗｉｔｈＥＭＡＳｉｓｂｅｔｔｅｒｔｈａｎｔｈａｔｗｉｔｈｔｈｅｃｏｎｉｃａｌｓｕｒ
ｆａｃｅａｔｔｈｅｆｉｅｌｄｏｆ６５°．Ｔｈｉｓｒｅｓｕｌｔｃａｎｂｅｊｕｓｔｉｆｉｅｄ

ｂｙｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔａｌｔｈｏｕｇｈｔｈｅｒｅａｒｅｓｐｅｃｉａｌｃｏｎｓｔｒａｉｎｔｓ
ｉｍｐｏｓｅｄｏｎＥＭＡＳｆｏｒｂｅｉｎｇｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎ，ｉｔｈａｓｍｏｒｅｖａｒｉａｂｌｅｓｔｈａｔｃｏｕｌｄｂｅａｌｔｅｒｅｄｄｕｒ
ｉｎｇｔｈｅｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｔｈａｎｔｈｅｃｏｎｉｃａｌｓｕｒｆａｃｅ．

Ｔｈｅｎｕｌｌｔｅｓｔｓｅｔｕｐｔｏｍｅａｓｕｒｅｔｈｅｏｂｔａｉｎｅｄ
ＥＭＡＳｕｓｉｎｇａｐａｒａｌｌｅｌｐｌａｎｅｓｇｌａｓｓｐｌａｔｅａｓａｎｕｌｌ
ｌｅｎｓｉｓｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｄｉｎＴａｂ．３．Ｔｈｅｌａｙｏｕｔａｎｄｔｈｅｒｅ
ｓｕｌｔｅｄｉｎｔｅｒｆｅｒｏｇｒａｍａｒｅｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．７．Ｉｔｉｓｗｏｒｔｈ

Ｆｉｇ．７　（ａ）Ｎｕｌｌｔｅｓｔｌａｙｏｕｔ，（ｂ）ｒｅｓｕｌｔｅｄｉｎｔｅｒｆｅｒｏｇｒａｍ
ｏｆｔｈｅＥＭＡＳ
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ｍｅｎｔｉｏｎｉｎｇｔｈａｔｔｈｅｓｕｒｆａｃｅ１（ｓｔｏｐ，ｅｖｅｎａｓｐｈｅｒｓｕｒ
ｆａｃｅ）ｉｎＴａｂ．２ｈａｓｔｈｅｓａｍｅｐａｒａｍｅｔｅｒｓａｓｔｈｅｓｕｒ

ｆａｃｅ３（ｓｕｒｆａｃｅｕｎｄｅｒｔｅｓｔ）ｉｎＴａｂ．３．

Ｔａｂ．３　ＦｉｎａｌｎｕｌｌｔｅｓｔｏｆｔｈｅＥＭＡＳｕｓｅｄｉｎｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓｄｅｓｉｇｎ

Ｓｕｒｆ：Ｔｙｐｅ Ｒａｄｉｕｓ／ｍｍ Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ／ｍｍ Ｇｌａｓｓ Ｓｅｍｉｄｉａｍｅｔｅｒ／ｍｍ Ｃｏｎｉｃ Ｐａｒ１ Ｐａｒ２

ＯＢＪ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ －８１．２７５ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ０．０００
ＳＴＯ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ １０．９１５ ＢＫ７ ４０．０００ ０．０００
２ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ １７．１２４ ４０．０００ ０．０００
３ ＥｖｅｎＡｓｐｈｅｒｅ ６４．２９４ －１７．１２４ ＭＩＲＲＯＲ ２５．０００ ０．２２８ １．００３×１０－３５．１４８×１０－８

４ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ －１０．９１５ ＢＫ７ ４０．０００ ０．０００
５ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ８１．２７５ ４０．０００ ０．０００
ＩＭＡ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｔｙ － ２．２６０×１０－４ ０．０００

　　Ｔｈｅｓｔｒａｉｇｈｔａｎｄｅｑｕｉｄｉｓｔａｎｔｌｉｎｅｓｉｎｔｈｅｉｎｔｅｒ
ｆｅｒｏｇｒａｍｗｉｔｈＰｅａｋｔｏＶａｌｌｅｙｅｒｒｏｒｏｆｌｅｓｓｔｈａｎλ／５０
ｃｏｕｌｄｃｏｎｆｉｒｍｔｈａｔｔｈｅｐａｒａｌｌｅｌｐｌａｎｅｓｇｌａｓｓｐｌａｔｅａｃｔｓ
ｌｉｋｅａｇｏｏｄｎｕｌｌｌｅｎｓｉｎｔｈｉｓｃａｓｅ．Ａｎｏｔｈｅｒａｒｔｉｃｌｅｂｙ
ｔｈｅｓａｍｅａｕｔｈｏｒｓｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｓｔｈａｔｔｈｅｕｓｅｏｆｐａｒａｌ
ｌｅｌｐｌａｎｅｓｇｌａｓｓｐｌａｔｅａｓａｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒｉｓｍｕｃｈｅａｓ
ｉｅｒｔｈａｎ ｄｅｓｉｇｎｉｎｇａｎｄ ｕｓｉｎｇｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｎｕｌｌ
ｌｅｎｓ［？］．

３．２　ＤｅｓｉｇｎｉｎｇａｎｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓｏｆＧｅｒｍａｎｉｕｍ
ｕｓｉｎｇａｎｕｌｌｃｏｒｒｅｃｔｏｒｃｏｎｔａｉｎｉｎｇｏｎｌｙｏｎｅ
ｌｅｎｓ
Ｉｎｓｏｍｅｃａｓｅｓ，ｉｔｉｓｎｏｔｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｇｅｔａｇｏｏｄ

ｏｐｔｉｃａｌｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅｄｅｓｉｇｎｕｓｉｎｇＥＭＡＳｗｉｔｈａｎｕｌｌ
ｔｅｓｔｓｅｔｕｐｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔｔｙｐｅ（ｓｅｅＦｉｇ．３）．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，
ｔｈｉｓｅｘａｍｐｌｅｓｈｏｗｓａｎｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓｗｈｉｃｈｈａｓｔｈｅ
ｓａｍｅｐａｒａｍｅｔｅｒｓａｓｉｎｔｈｅｐｒｅｖｉｏｕｓｅｘａｍｐｌｅ，ｂｕｔｔｈｅ
ｎｕｌｌｔｅｓｔｓｅｔｕｐｉｓｏｆｔｈｅｓｅｃｏｎｄｔｙｐｅ（ｓｅｅＦｉｇ．４）．Ａ

Ｔａｂ．４　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｓｏｆｔｈｅｔｗｏｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓ：Ｃｏｎｆｉｇ１ｆｏｒｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓ；Ｃｏｎｆｉｇ２ｆｏｒｔｈｅｔｅｓｔｓｅｔｕｐ

Ａｃｔｉｖｅ１／２ Ｃｏｎｆｉｇ１ Ｃｏｎｆｉｇ２ Ａｃｔｉｖｅ１／２ Ｃｏｎｆｉｇ１ Ｃｏｎｆｉｇ２

１：ｗａｖｅ １ ８μｍ ０．６３２８μｍ １９：ＳＤＩＡ １ ２５．００ １８．０００
２：ｗａｖｅ ２ １０μｍ ０．６３２８μｍ ２０：ＳＤＩＡ ２ ２４．００ ２０．０００
３：ｗａｖｅ ３ １２μｍ ０．６３２８μｍ ２１：ＳＤＩＡ ３ １２．００ ２５．０００
４：ＣＲＶＴ １ ０．０１７４ｍｍ －０．０２９９ｍｍ ２２：ＳＤＩＡ ４ １０．００ ２０．０００
５：ＣＲＶＴ ２ ０．０１２０ｍｍ －１．９４２×１０－３ｍｍ ２３：ＳＤＩＡ ５ １０．００ １８．０００
６：ＣＲＶＴ ３ ０．０５５３ｍｍ －０．０１２０ｍｍ ２４：ＡＰＥＲ ０ １．２００ ０．６００
７：ＣＲＶＴ ４ ０．０５５８ｍｍ －１．９４２×１０－３ｍｍ ２５：ＣＯＮＮ ２ ０．７４１３ ０．０００
８：ＣＲＶＴ ５ ０．０５５８ｍｍ －０．０２９９ｍｍ ２６：ＣＯＮＮ ３ ０．０００ ０．７４１３
９：ＧＬＳＳ １ ＧＥＲＭＡＮＩＵＭ ＢＫ７ ２７：ＹＦＩＥ １ ０．０００ ０．０００
１０：ＧＬＳＳ ３ ＧＥＲＭＡＮＩＵＭ ＭＩＲＲＯＲ ２８：ＹＦＩＥ ２ ４．０００ ０．０００
１１：ＧＬＳＳ ４ ＢＫ７ ２９：ＹＦＩＥ ３ ６．５００ ０．０００
１２：ＴＨＩＣ ０ １．００×１０１０ １．００×１０１０ ３０：ＰＡＲ１ ２ ８．３１４×１０－４ ０．０００
１３：ＴＨＩＣ １ ３．５０００ １０．０００ ３１：ＰＡＲ２ ２ －７．９８８×１０－９ ０．０００
１４：ＴＨＩＣ ２ ５６．１３７５ ２０．０００ ３２：ＰＡＲ３ ２ ３．４２１×１０－１２ ０．０００
１５：ＴＨＩＣ ３ ２．６０００ －２０．０００ ３３：ＰＡＲ１ ３ ０．０００ ８．３１４×１０－４

１６：ＴＨＩＣ ４ ０．００００ －１０．０００ ３４：ＰＡＲ２ ３ ０．０００ －７．９８８×１０－９

１７：ＴＨＩＣ ５ １０．０００ －１５．０００ ３５：ＰＡＲ３ ３ ０．０００ ３．４２１×１０－１２

１８：ＴＨＩＣ ６ ０．０００ －２０．０００

１６２

第２期

　ＹＯＵＳＳＥＦＡｌＫｈａｔｉｂ，ｅｔａｌ．：Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎａｎｄａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｅａｓｉｌｙｍｅａｓｕｒａｂｌｅ……



ｓｕｉｔａｂｌｅｍｕｌｔｉｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｈａｓｂｅｅｎｃｒｅａｔｅｄｉｎＺｅ
ｍａｘｓｏｆｔｗａｒｅｔｏａｃｈｉｅｖｅｔｈｅｄｅｓｉｒｅｄｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ
（ｓｅｅＴａｂ．４）．Ａｓｕｃｃｅｓｓｉｖｅｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎｈａｓｂｅｅｎ
ａｐｐｌｉｅｄ．Ｉｎｔｈｉｓｃａｓｅｔｈｅｓｅｃｏｎｄｓｕｒｆａｃｅｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔ
ｌｅｎｓｈａｓｂｅｅｎｓｅｌｅｃｔｅｄａｓＥＭＡＳ．Ｎｏｔｅｔｈａｔｔｈｅｃｕｒ
ｖａｔｕｒｅｏｆｔｈｅｔｅｓｔｅｄｓｕｒｆａｃｅｉｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｃｏｎｆｉｇｕｒａ
ｔｉｏｎｐｉｃｋｅｄｕｐｗｉｔｈｉｔｂｙｆａｃｔｏｒ１（ｏｐｅｒａｎｄｓ２ａｎｄ

３）．
Ｔｈｅｆｉｎａｌｄｅｓｉｇｎｏｆｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓｉｓｓｈｏｗｎ

ｉｎＴａｂ．５，ｗｈｉｌｅＦｉｇ．８ｓｈｏｗｓｔｈｅｄｅｓｉｇｎｌａｙｏｕｔａｎｄ
ｔｈｅＭＴＦｃｈａｒｔ．

ＣｏｍｐａｒｉｎｇＭＴＦｃｕｒｖｅｓｉｎＦｉｇ．５ａｎｄＦｉｇ．８，ｉｔ
ｉｓｃｌｅａｒｔｈａｔｔｈｅｓａｍｅｒｅｓｕｌｔｓａｒｅｏｂｔａｉｎｅｄｉｎｂｏｔｈｃａ
ｓｅｓ．

Ｔａｂ．５　ＦｉｎａｌｌｅｎｓｏｂｊｅｃｔｉｖｅｄｅｓｉｇｎｉｎＺｅｍａｘｓｏｆｔｗａｒｅ

Ｓｕｒｆ：Ｔｙｐｅ Ｒａｄｉｕｓ／ｍｍＴｈｉｃｋｎｅｓｓ／ｍｍ Ｇｌａｓｓ Ｓｅｍｉｄｉａｍｅｔｅｒ／ｍｍＣｏｎｉｃ Ｐａｒ１ Ｐａｒ２ Ｐａｒ３

ＯＢＪ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ０．０００
ＳＴＯ Ｓｔａｎｄａｒｄ ５７．４６５ ３．５００ ＧＥＲＭＮＩＵＭ ２５．０００ ０．０００
２ ＥｖｅｎＡｓｐｈｅｒｅ ８３．５１６ ５６．１３８ ２４．０００ ０．７４１８．３１４×１０－４－７．９８８×１０－９３．４２１×１０－１２

３ Ｓｔａｎｄａｒｄ １８．０９６ ２．６００ ＧＥＲＭＮＩＵＭ １２．０００ ０．０００
４ Ｓｔａｎｄａｒｄ １７．９１８ ０．０００ １０．０００ ０．０００
５ Ｓｔａｎｄａｒｄ １７．９１８ １０．０００ １０．０００ ０．０００
６ Ｐａｒａｘｉａｌ ０．０００ ６．２６８ ２０．０００ ０
ＩＭＡ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ － ６．２６８ ０．０００

Ｆｉｇ．８　（ａ）Ｆｉｎａｌｌｅｎｓｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌａｙｏｕｔ，（ｂ）ｒｅｓｕｌｔｅｄＭＴＦｃｕｒｖｅｓ

Ｔａｂ．６　ＦｉｎａｌｎｕｌｌｔｅｓｔｏｆｔｈｅＥＭＡＳｕｓｅｄｉｎｔｈｅｏｂｊｅｃｔｉｖｅｌｅｎｓｄｅｓｉｇｎ

Ｓｕｒｆ：Ｔｙｐｅ Ｒａｄｉｕｓ／ｍｍＴｈｉｃｋｎｅｓｓ／ｍｍ Ｇｌａｓｓ Ｓｅｍｉｄｉａｍｅｔｅｒ／ｍｍＣｏｎｉｃ Ｐａｒ１ Ｐａｒ２ Ｐａｒ３

ＯＢＪ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ０ ０．０００
ＳＴＯ Ｓｔａｎｄａｒｄ －３３．４１８ １０．０００ ＢＫ７ １８．０００ ０．０００
２ Ｓｔａｎｄａｒｄ －５１４．８６５ ２０．０００ ２０．０００ ０．０００
３ ＥｖｅｎＡｓｐｈｅｒｅ －８３．５１６ －２０．０００ ＭＩＲＲＯＲ ２５．０００ ０．７４１８．３１４×１０－４－７．９８８×１０－９３．４２１×１０－１２

４ Ｓｔａｎｄａｒｄ －５１４．８６５ －１０．０００ ＢＫ７ ２０．０００ ０．０００
５ Ｓｔａｎｄａｒｄ －３３．４１８ －１５．０００ １８．０００ ０．０００
６ Ｐａｒａｘｉａｌ －２０．０００ １６．６６６ ２０．０００ ０ ０
ＩＭＡ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ － １．２４×１０－４ ０．０００

２６２ 　　　　中国光学　　　 　　　 第１０卷　



　　Ｔａｂ．６ｓｈｏｗｓｔｈｅｎｕｌｌｔｅｓｔｓｅｔｕｐｐａｒａｍｅｔｅｒｓｔｏ
ｍｅａｓｕｒｅｔｈｅＥＭＡＳ，ｗｈｉｌｅＦｉｇ．９ｓｈｏｗｓｔｈｅｎｕｌｌｔｅｓｔ
ｌａｙｏｕｔａｎｄｔｈｅｒｅｓｕｌｔｅｄｉｎｔｅｒｆｅｒｏｇｒａｍ．ＴｈｅＰｅａｋｔｏ
Ｖａｌｌｅｙｅｒｒｏｒｉｎｔｈｉｓｃａｓｅｉｓｌｅｓｓｔｈａｎλ／１５０．

Ｆｉｇ．９　（ａ）Ｎｕｌｌｔｅｓｔｌａｙｏｕｔ，（ｂ）ｒｅｓｕｌｔｅｄｉｎｔｅｒｆｅｒｏｇｒａｍ
ｏｆｔｈｅｆｉｎａｌＥＭＡＳ

Ｓｉｎｇｌｅｎｕｌｌｌｅｎｓｉｓｍｏｒｅｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏｕｓｅｔｈａｎｔｈｅ
ｐｌａｎｅｐａｒａｌｌｅｌｇｌａｓｓｐｌａｔｅｔｈａｔｗａｓｕｓｅｄｉｎｔｈｅｐｒｅ
ｖｉｅｗｓｅｘａｍｐｌｅ，ｂｕｔｉｔｓｕｓｅｉｓｄｅｆｉｎｉｔｅｌｙｅａｓｉｅｒｔｈａｎ

ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｎｕｌｌｌｅｎｓ（ｌｉｋｅＯｆｆｎｅｒｏｒＳｈａｆｅｒｎｕｌｌ
ｌｅｎｓ），ｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｒｅｌａｔｉｖｅｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓｉｎｇｌｅｎｕｌｌ
ｌｅｎｓｔｏｔｈｅｉｎｔｅｒｆｅｒｏｍｅｔｅｒｉｓｎｏｔｃｒｉｔｉｃａｌ，ｓｉｎｃｅｔｈｅｉｎ
ｃｉｄｅｎｔｂｅａｍｉｓｐｌａｎ．
３．３　ＥｘａｍｐｌｅｏｆｕｓｉｎｇＥＭＡＳｉｎａｌａｓｅｒｃｏｌｌｉｍａ

ｔｉｎｇｌｅｎｓ
ＴｈｉｓｅｘａｍｐｌｅｕｓｅｓＥＭＡＳｔｏｄｅｓｉｇｎａｌａｓｅｒｃｏｌｌｉ

ｍａｔｉｎｇｌｅｎｓｗｉｔｈａｃｏｎｃａｖｅｓｕｒｆａｃｅ．Ｔｈｅｃｏｌｌｉｍａｔｉｎｇ
ｌｅｎｓｈａｓｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｐａｒａｍｅｔｅｒｓ：

Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｆｏｃａｌｌｅｎｇｔｈ：１５０ｍｍ
Ｗｏｒｋｉｎｇｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ：０．６３２８μｍ（ＨｅＮｅ）
Ｃｌｅａｒａｐｅｒｔｕｒｅ：２０ｍｍ
Ｔｈｅｔｗｏｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓｈａｖｅｂｅｅｎｂｕｉｌｔａｓｄｅ

ｓｃｒｉｂｅｄｂｅｆｏｒｅ（ｓｅｅＴａｂ．７），ａｎｄｔｈｅＮｕｌｌｔｅｓｔｓｅｔｕｐ
ｈａｓｂｅｅｎｃｈｏｓｅｎｏｆｔｈｅｆｉｒｓｔｔｙｐｅ（ｓｅｅＦｉｇ．３）．Ｔａｂ．８
ｓｈｏｗｓｔｈｅｆｉｎａｌｌｅｎｓｄｅｓｉｇｎ，ｗｈｉｌｅＦｉｇ．１０ｓｈｏｗｓｔｈｅ
ｌａｙｏｕｔａｎｄｔｈｅＭＴＦｃｈａｒｔ．

Ｔａｂ．７　Ｔｗｏｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓｔａｂｌｅ，Ｃｏｎｆｉｇ１ｆｏｒｔｈｅｃｏｌｌｉｍａｔｉｎｇｌｅｎｓ；Ｃｏｎｆｉｇ２ｆｏｒｔｈｅｎｕｌｌｔｅｓｔ

Ａｃｔｉｖｅ１／２ Ｃｏｎｆｉｇ１ Ｃｏｎｆｉｇ２ Ａｃｔｉｖｅ１／２ Ｃｏｎｆｉｇ１ Ｃｏｎｆｉｇ２

１：ＣＲＶＴ １ ０．０１４３ ０．０００ １１：ＴＨＩＣ ３ ０．０００ －１０．０００
２：ＣＲＶＴ ２ ７．５７４×１０－３ ０．０００ １２：ＴＨＩＣ ４ ０．０００ －８．３７８
３：ＣＲＶＴ ３ ０．０００ －７．５７４×１０－３ １３：ＴＨＩＣ ５ ０．０００ －５７．６０７
４：ＣＲＶＴ ４ ０．０００ ０．０００ １４：ＣＯＮＮ １ ３．８５１５ ０．０００
５：ＣＲＶＴ ５ ０．０００ ０．０００ １５：ＣＯＮＮ ３ ０．０００ ３．８５１５
６：ＧＬＳＳ ３ ＭＩＲＲＯＲ １６：ＰＡＲ１ １ －３．０５１×１０－３ ０．０００
７：ＡＰＥＲ ０ ４０．０００ ３１．０００ １７：ＰＡＲ２ １ －６．７３５×１０－８ ０．０００
８：ＴＨＩＣ ０ １．００×１０１０ ５７．６０７ １８：ＰＡＲ１ ３ ０．０００ －３．０５１×１０－３

９：ＴＨＩＣ １ １０．０００ ８．３７８ １９：ＰＡＲ２ ３ ０．０００ －６．７３５×１０－８

１０：ＴＨＩＣ ２ １４２．６２９ １０．０００

Ｔａｂ．８　ＦｉｎａｌｃｏｌｌｉｍａｔｉｎｇｌｅｎｓｄｅｓｉｇｎｉｎＺｅｍａｘｓｏｆｔｗａｒｅ

Ｓｕｒｆ：Ｔｙｐｅ Ｒａｄｉｕｓ／ｍｍ Ｔｈｉｃｋｎｅｓｓ／ｍｍ Ｇｌａｓｓ Ｓｅｍｉｄｉａｍｅｔｅｒ／ｍｍ Ｃｏｎｉｃ Ｐａｒ１ Ｐａｒ２

ＯＢＪ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ０．０００ ０．０００
ＳＴＯ Ｓｔａｎｄａｒｄ ７０．１４１ １０．０００ ＢＫ７ ２０．０００ ０．０００
２ ＥｖｅｎＡｓｐｈｅｒｅ １３２．０２９ １４２．６２９ １９．２５６ ３．８５２ －３．０５１×１０－３－６．７３５×１０－８

３ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ０．０００ ０．０１１ ０．０００
４ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ０．０００ ＢＫ ０．０１１ ０．０００
５ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ ０．０００ ０．０１１ ０．０００
ＩＭＡ Ｓｔａｎｄａｒｄ Ｉｎｆｉｎｉｔｙ － ０．０１１ ０．０００

　　Ｔａｂ．９　ｓｈｏｗｓｔｈｅｎｕｌｌｔｅｓｔｓｅｔｕｐｄｅｓｉｇｎ，ａｎｄ
ｔｈｅｌａｙｏｕｔａｎｄｔｈｅｒｅｓｕｌｔｅｄｉｎｔｅｒｆｅｒｏｇｒａｍａｒｅｓｈｏｗｎ

ｉｎＦｉｇ．１１．ＴｈｅＰｅａｋｔｏＶａｌｌｅｙｅｒｒｏｒｉｓｌｅｓｓｔｈａｎ
λ／１０．

３６２

第２期
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向您推荐《液晶与显示》期刊

● 中文核心期刊

● 中国液晶学科和显示技术领域的综合性专业学术期刊

● 中国物理学会液晶分会会刊、中国光学光电子行业协会液晶分会会刊

● 英国《科学文摘》（ＩＮＳＰＥＣ）、美国《化学文摘》（ＣＡ）、俄罗斯《文摘杂志》（ＡＪ）、美国《剑桥科学文
摘》（ＣＳＡ）、“中国科技论文统计源期刊”等２０余种国内外著名检索刊物和文献数据库来源期刊

《液晶与显示》以材料物理和化学、器件制备技术及器件物理、器件驱动与控制、成像技术与图像处

理等栏目集中报道国内外液晶学科和显示技术领域中最新理论研究、科研成果和创新技术，及时反映国

内外本学科领域及产业信息动态，是宣传、展示我国该学科领域和产业科技创新实力与硕果，进行国际

交流的平台。其内容丰富，涵盖面广，信息量大，可读性强，是我国专业学术期刊发行量最大的刊物之

一。

《液晶与显示》征集有关液晶聚合物、胶体等软物质材料和各类显示材料及制备方法、液晶物理、液

晶非线性光学、生物液晶；液晶显示、等离子体显示、发光二极管显示、电致发光显示、场发射显示、３Ｄ显
示、微显示、真空荧光显示、电致变色显示及其他新型显示等各类显示器件物理和制作技术；各类显示新

型模式和驱动技术、显示技术应用；显示材料和器件的测试方法与技术；各类显示器件的应用；与显示相

关的成像技术与图像处理等研究论文。

《液晶与显示》热忱欢迎广大作者、读者广为利用，踊跃投稿和订阅。
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